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Der Elektronenstrahl ist ein vielseitiges Werk-
zeug, dessen Wirkung vor allem auf einem
lokalen und kurzzeitigen Warmeeintrag in das
Material basiert. Ein bedeutender Vorteil des
ElektronenstrahlschweiBens ist die Moglichkeit,
Materialien bis in groBe Tiefe schweifen zu
konnen, da der Elektronenstrahl zwar einer
starken Absorption im Material unterliegt

aber durch den TiefschweiBeffekt tief in das
Werkstuick eindringen kann. Dies macht ihn
zum idealen Werkzeug bei der Bearbeitung von
Materialkombinationen.

ElektronenstrahlschweiBen ist das Verfahren
mit dem derzeit geringsten Warmeeintrag bei
gegebener SchweiBtiefe. Durch den minimalen
Warmeeintrag in das Werksttck kdnnen zum
Beispiel thermisch anspruchsvolle Sensoren
gefligt werden.

Ebenso kann der Elektronenstrahl Oberfla-
chen strukturieren. Aufgrund der minimalen
Warmebeeinflussung des Werkstlckes ist der

Elektronenstrahl optimal fir die Bearbeitung
thermisch sensibler Materialien, wie beispiels-
weise Metallschichten auf Kunststoffsubstra-
ten, geeignet.

Auch reaktive Materialien lassen sich gut
bearbeiten, da der Prozess im Hochvakuum
stattfindet und den reaktiven Metallen somit
nahezu keine Reaktionspartner zur Verfligung
stehen.

In unserer Elektronenstrahlanlage EFFl kénnen
Kleinteile aus leitfahigen Materialien bis zu
einer Hohe und einem Durchmesser von

15 Zentimetern geschweift, strukturiert sowie
graviert werden.

Typische Aufgaben, die in der Anlage bearbei-
tet werden, sind das SchweiBen medizintech-
nischer Produkte, wie Implantate, sowie das
SchweiBen von Sensoren und Geraten aus der
Elektronik und Messtechnik.
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Technische Daten

Elektronenstrahlerzeuger

Strahlleistung bis 2 kW / Beschleunigungsspannung bis 60 kV
max. Strahlablenkwinkel o < + 20°

Werkstlckaufnahme und -

1 Drehachse (2) als Futter mit Spanndurchmesser 3 ... 88 mm
Rotationsgeschwindigkeit stufenlos 0 ... 32 min-!
handling vertikale Translation (Y) 120 mm
Verstellgeschwindigkeit vertikal O ... 3,5 mm/s
TeilegroBe bis 150 mm x 150 mm x 150 mm (L x B x H)

Vakuumsystem

Arbeitsdruck (Kammer) < 5 x 10-* mbar

kurze Taktzeiten, da Evakuierungszeit < 2 min und Beltftungsdauer < 30 s

REM-Abbildungssystem

Rasterelektronen-Abbildungsmodus (REM) mit zwei wahlweise zuschaltbaren Detektoren
Darstellung im Material- und/oder Topografiekontrast, max. Rasterflache ca. 100 x 150 mm?
Auflésung bis 25 pm

Prozesssteuerung

Teach-in-Programmierung

automatische Standard-SchweiBvorgéange / Programmablenksteuerung
alternierender Betriebsmodus SchweiBen-Scannen-SchweiBen
Gravieren von beliebigen Graustufenbildern

Handbedienpult

Hochspannungs-
versorgung

Ablenkeinheit

Motorsteuerung

Unser Angebot

= ElektronenstrahlfeinschweiBen und
Mikroschweif3en von Bauteilen

= Homogene sowie heterogene Material-
paarungen, z.B. Edelstahl-Edelstahl
bzw. Kupfer-Edelstahl

= VerschweiBen von geometrisch sehr
unterschiedlichen Bauteilen, z.B.
Membranen mit Gehauseteilen oder

alternative Position des
Elektronenstrahlerzeugers

Substrat Wellenschlauche mit Anschlusssticken
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) system = Elektronenstrahlstrukturieren von
metallischen sowie nichtmetallischen
Materialien, insbesondere Schichten
I und Schichtsystemen
z m Beschriften und Gravieren von
Werkstlicken
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Dreh-und Hub-
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